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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, INSTAL:-LACIO | POSADA EN MARXA D’UN SISTEMA DE
DEPOSICIO DE CAPES FINES PER EVAPORACIO TERMICA | FEIX
D’ELECTRONS PER A LA PLATAFORMA DE NANOTECNOLOGIA DEL PARC
CIENTIFIC DE BARCELONA (Expedient NGm. 01/10-CO)

1.- Objecte:

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tecniques és fixar les caracteristiques minimes de
I’equipament cientific objecte d’aquest procediment, un sistema de deposicié de capes de gruix
nanomeétric amb dos modes d’evaporacié: térmica i per feix d’electrons.

Nomeés es descriuran aquells punts que es considerin de major relleu i no es fara constar una
descripcio exhaustiva i detallada de la totalitat de components dels equips. No obstant aix0, una
vegada instal-lats, els equips han de funcionar a plena satisfaccid i complint totes i cadascuna de
les especificacions del/dels fabricants.

Abans de I’adjudicacio, la Mesa de contractacid podra demanar els aclariments que estimi
oportuns sobre la seva oferta i sol-licitar del subministrador informacié i documentacid
complementaria, en especial en allo que faci referéncia als aspectes de configuracié i/o
caracteristiques técniques de I’equipament ofert.

2.- Descripcio técnica de I’equip:

SISTEMA DE DEPOSICIO DE CAPES FINES AMB DOS MODES D’EVAPORACIO:
EVAPORACIO TERMICA | EVAPORACIO PER FEIX D’ELECTRONS

Es necessari dotar a la Plataforma de Nanotecnologia del PCB, d’un Sistema de deposicié de
capes fines amb dos modes d’evaporacid: evaporacio termica i evaporacio per feix d’electrons.
Aquest equip permetra d’una banda, completar els processos de fotolitografia necessaris per a la
micro- i nanofabricacié de dispositius, i de I’altra, la preparacid de superficies per microscopia
de forces atomiques, microscopia electronica i per investigacié en materials tecnologics i en
biomaterials amb funcions en I’enginyeria de teixits i els materials implantables.

L’equip a subministrar haura de ser instal-lat a I’espai de Sala Blanca de la Plataforma de
Nanotecnologia del PCB ubicat al soterrani de I’Edifici Cluster del PCB.

L’ aparell ha de permetre I’evaporacio de metalls i materials ceramics i polimérics, aixi com la
mesura precisa del gruix de les capes, normalment nanomeétriques, que dipositi. El sistema haura
de treballar en condicions d’alt buit. A més ha de permetre la deposicié de minim dos materials
diferents, en un sol procés, sense la necessitat d’obrir la camera de buit.



Idealment I’equip hauria de permetre una bona transferéncia de metodes entre instruments de
caracteristiques similars i donar una bona reproducibilitat entre equips i laboratoris. Seria
desitjable que fos un equipament robust ja que ha de realitzar un gran nombre de mostres
diaries.

L’ equip subministrat ha d’incloure totes i cadascuna de les caracteristiques seguents:
a) Camera de buit.

Material, acer inoxidable i amb porta frontal de 350-500 mm de diametre i 500 mm d’alcada,
aproximadament. Suport per a la plataforma portamostres, pantalla per prevenir la caiguda de
particules a la valvula d’alt buit, finestra que permeti observar I’interior i folre d’acer inoxidable
per a la proteccid dels murs interiors de la camera.

b) Sistema de bombes d’alt buit.

Bomba mecanica i bomba turbomolecular (560 I/s aprox.). Valvula d’aillament d’alt buit,
trampa freda de nitrogen liquid, bomba rotativa de dues etapes (15-30 m*/h), trampa antiretorn
d’oli i filtre de sortides i olors. Valvula electro-pneumatica per ventilacio de la camera i valvula
de purga de gas. VSistema de control automatic mitjancant PLC amb pantalla tactil. Regulaci
automatica de la velocitat de bombeig mitjancant la valvula d’alt buit. Convetidor electronic de
frequiéncia.

¢) Rack per a allotjar els dispositius electranics.

Subministrament eléctric de 220V o 400V, 50Hz, 1 o 3 fases. Cabina electronica amb un
dispositiu per al subministrament eléctric. Control PLC amb pantalla tactil amb les funcions de
pre-buit, alt-buit, ventilacid, control d’escalfament i rotacid, control de shutters. Interruptor
principal. Funcions de parada, emergéncia i seguretat.

d) Monitor de gruixos.

Monitor de cristall (balanca) de quartz amb dos sensors. Resolucié de 0,01-0,001 nm/seg.
Control de shutters. Software de control i emmagatzament en base Windows. Sistema de
refrigeracié amb aigua i oscil-ladors.

e) Equipament per I’evaporacio térmica.

Dues fonts d’evaporaci6 per resistencia amb peces capaces de sostenir fonts tipus filament o
naveta. Controlador de corrent amb amperimetre per visualitzar el corrent d’evaporacié amb
selector de connexid. Shutter motoritzat per canviar de font.

f) Equipament per I’evaporacio per feix d’electrons.

Can6 d’electrons amb 4 gresols de 4-8 cm?®. 270° de deflexi6 del feix d’electrons. 5KV, 3KW.
Torreta motoritzada per al canvi de gresol i shutter pneumatic. Escombrat XY integral del feix.
Refrigeracié amb aigua.

g) Equipament per sostenir i escalfar les mostres.

Portamostres d’alumini rotatori de 360° amb un rang de velocitats de <20 a 60 rpm. Rotacio
motoritzada i controlable amb la camera al buit. Shutter electro-pneumatic per les mostres.

h) Altres.



Refrigeraci6 amb aigua. Subministrament d’aire comprimit (distribucié instal -lada).
Comprovacio de fuites realitzada.

2.1.- Manuals i serveis postvenda

S’ha de subministrar un joc complet de manuals d’Us dels diferents components dels equips, al
menys en castella i/o catala i anglés, aixi com de tots els programes informatics relacionats, tant
en format digitalitzat com en format paper, si és el cas.

També s’han de subministrar amb els equips els esquemes electronics corresponents a totes les

seves parts.

3.- Servei técnic postvenda:

Els licitadors hauran de presentar una memoria explicativa de la prestacié de manteniments i
assisténcia técnica (tant durant el periode de garantia com posteriorment), amb descripcid dels
seus mitjans humans i materials, i de tots els terminis de resposta, expressant el preu d’aquest
servei una vegada finalitzi el termini de garantia. En tot cas, s’haura de preveure la suplencia de
I’equip avariat mitjancant un altre de reserva, mentre duri la reparacié de I’equip.

4.- Instal-lacié de I’equip:

Es consideren inclosos en el contracte de subministrament: els transports, la informacio i
I’assessorament per a I’adequacio dels laboratoris, la instal-lacio i posada en marxa completa i la
comprovacié de funcionament correcte dels equips durant el periode de prova, aixi com
informacid per al personal que fara servir el instrument, la qual haura de ser suficient per un
aprenentatge basic.

Barcelona, a 12 de febrer de 2010.
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